ZEISS O-INSPECT duo

Pierwszy system multi technologiczny ZEISS:
mikroskop i wspotrzednosciowa maszyna pomiarowa



ZEISS O-INSPECT duo

Metrologia i mikroskopia w duecie

ZEISS O-INSPECT duo tgczy dwie technologie w jednym
produkcie i zapewnia narzedzie zardwno dla mikroskopii,
jak i metrologii zarowno optycznej jak i stykowej.
Potgczenie systemu ZEISS ZEN core i oprogramowania
metrologicznego ZEISS CALYPSO w jedne] maszynie
multisensorowej dostarcza wyjgtkowych korzysci

| pomaga zautomatyzowac procesy, usprawnic

konfiguracje systemu i dokumentacje wynikow.

Rozwigzanie nadaje sie do szerokiego zakresu
zastosowan, wszedzie tam, gdzie czesci sg ptaskie
| wymagajg pomiaru stykowo-optycznego lub gdy
potrzebny jest jednoczesnie pomiar i inspekcja
powierzchni.

Przyktady zastosowania

Motoryzacja Przemyst elektroniczny
m folia akumulatorowa m ptytki drukowane

m stosy ogniw paliwowych m Wwyswietlacze

m piny silnika m {3Czenia

elektrycznego = piny

Komponenty medyczne

m implanty stawu
kolanowego

m Sruby ortopedyczne
m implanty dentystyczne



Informacje techniczne

Specyfikacja

ZEISS O-INSPECT duo

Rozmiar/zakres pomiarowy w mm

800x600x300

Obiektyw ZEISS DiscoveryV12 scout 160 ¢ kamera
kolorowa 5 MP, 2464 x 2056 pikseli
Oswietlenie 16 segmentow w pierscieniu LED $wiatta biatego,

koncentryczne $Swiatto przechodzace i odbite

Dystans roboczy w mm

55

Zoom optyczny

12 %

Pole widzenia w mm

10,48 x 8,6 (max.)

Gtowica stykowa

ZEISS VAST XXT = TL1/TL3

Doktadnos¢ pomiaru

1D: 1,5 pm + L/250
2D: 1,8 pm + /250 ym
3D: 2,2 pm + /250 ym

Oprogramowanie ZEISS CALYPSO (przy zastosowaniach metrologicznych)

ZEISS ZEN core (przy zastosowaniach mikroskopowych)

Nosnos¢ stotu do 100 kg



Najwazniejsze cechy
| zalety

System typu 2-w-1

ZEISS O-INSPECT duo to system do wielu zastosowan, ktory tgczy
w sobie funkcjonalnosci dwu urzadzen: wspotrzednosciowe;
multisensorowej maszyny pomiarowej i mikroskopu.

Duze pole widzenia i obszar pomiarowy

Ze wzgledu na swoje wymiary (zakres pomiarowy 800 x 600 x
300 mm) ZEISS O-INSPECT duo to rozwigzanie do inspekdji
duzych czesci lub pomiarow réwnolegtych wielu matych czesci.

Dwa systemy operacyjne

Urzadzenie posiada dwa specjalistyczne systemy - kazdy
do innego zadania: ZEISS CALYPSO do metrologii i ZEISS ZEN
core do mikroskopii.

Zoptymalizowane procesy

Wykonujac zadania pomiarowe i inspekcje na tym samym
urzgdzeniu mozesz skroci¢ czas konfiguracji, ograniczy¢ koszty
utrzymania urzgdzen i uzyskac wiecej przestrzeni w laboratorium.

Wyjatkowa jakosc obrazowania

Kolorowa kamera o rozdzielczosci 5SMP z optyka ZEISS scout 160
oferuje wysoka rozdzielczos¢ przy wielu poziomach powiek-
szenia, co pozwala uchwyci¢ nawet najdrobniejsze szczegoty.



Najwazniejsze cechy
| zalety

Zautomatyzowane procesy

W petni zautomatyzowane pomiary i inspekcja, obrazowanie
| kompletacja dokumentacji duzych czesci lub pomiaréw seryjnych
przy zachowaniu duzej przepustowosci.

Elastyczne podejscie do pomiarow dzieki
wymianie gtowic
ZEISS O-INSPECT duo to maszyna multisensorowa co oznacza, ze ma

mozliwos¢ wymiany gtowicy optycznej na stykowg ZEISS VAST XXT,
ktora umozliwia skanowanie z wysoka doktfadnoscia.

Wysoka dokitadnosc¢

ZEISS O-INSPECT duo, zgodny z MPE EO (3D) normy I1SO-10360,
zapewnia wiarygodne wyniki pomiarow i zapewnia poréwnywalnosc
z dokfadnoscig od1,5 pm + /250 pm.

Efektywnos¢ cenowa

Dzieki rozwigzaniu 2-w-1 maszyna ZEISS O-INSPECT duo to trwate
| ekonomiczne rozwigzanie, poniewaz koszty zakupu systemu
| pOzniejszego serwisu sg nizsze w porownaniu do dwoch maszyn.

16-segmentowe oswietlenie LED

16-segmentowe pierscieniowe oswietlenie LED ze Swiattem biatym,
wspotosiowym oswietleniem w gore i podswietleniem do réznych
zadan pomiarowych i obrazéw o wysokim kontrascie.



Chcesz wiedziecC wiecej?

Skontaktuj sie z nami po wiecej informadji

lub aby umowic prezentacje systemu

Formularz kontaktowy



https://www.zeiss.pl/metrologia/produkty/systemy/pomiary-optyczne/zeiss-o-inspect-duo.html#contact
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